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Abstract not available for DE 10206979 
Abstract of correspondent: US2003 155494 
A method for user training for a scanning 
microscope makes possible rapid setting of a 
scanning microscope with little specimen impact 
It is possible to acquire an entire spectrum of a 
specimen. This specimen can be retrieved from 
the memory of the computer system for training 
purposes. The user can then make changes in 
the setting capabilities displayed to him on the 
user interface and assess the result thereof also 
on the user interface. This can be done without 
time pressure until the user is satisfied with the 
result displayed on the user interface 
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® Das Verfahren zum Benutzertraining fur ein Scanmikro- 
skop ermoglicht die schnelle und probenschonende Ein- 
stellung eines Scanmikroskops. Es ist mdglich, dass ein 
gesamtes Spektrum einer Probe aufgenommen wird. Die- 
ses Spektrum kann dann zum Training aus dem Speicher 
des Rechnersystems abgerufen werden. Der Benutzer 
kann dann in dem ihm auf dem Userinterface dargesteli- 
ten Einstellmoglichkeiten Anderungen vornehmen und 
das Ergebnis hieraus ebenfalls auf dem Userinterface be- 
gutachten. Ohne Zeitdruck kann dies solange durchge- 
fuhrt werden, bis der Benutzer mit dem auf dem Userin- 
terface dargesteliten Ergebnis zufrieden ist. 
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Beschreibung 

\SSn ^ ^v^J *? ri ? ei " Verfahren zum Benutzertraining ftir ein Scanmikroskop. 

STST" S r^m Ablegen des kompletteo spektralen Scans in dem SpdcheSSiSS^ 
2 M'r^ k 6 eiDe S ° ftWare mm ^^"raining fur einScanrniJostop 
tt^f^jSTS" 8 ^Tf^ VCrbraUCheQ ZU T ™gszwecken Proben, L durch die Strahlen- 

30 KStaS!53[ d " ^ ritierten SChrift£n iSt dn Traini "8^on^Pt offenbart, das schnell, und auch ohne auf das 
K^&tdZS Z AT'K einen Ben T?' hinSiChUich def EinSteUun « to verschiedenen Parameter" 
SSv Erfi " dung hegt ^ Auf « abe zu 8™ nde ein Verfahren zu schaffen, mil dem ein Benutzer die EnsteUuneen 
S^T^S?" f emen k3nn 0hDe ^ ^ ^ ^sourcen zu verbrauchen tmstellungen 

35 EU^auSst ^ " ^ Verfahren ^ *« * MeAmale des "ennzeichnenden Teils des Pa- 

=gS=^^ 

40 S3. iSftS?* 8 dUrCh Scanmikrosk °P ^ das *e Merkmale des kennzeichnenden Teils des An- 
H1S, ■ F T 6rh T ****** die Auf g a be zugrunde eine Software zu schaffen mit der es moglich ist das Benut 

JJ22 I? T 1 f 16St dUrCh die kenn ^ehnenden Merkmale des Anspruchs 16. 

^ Erfindu , n 8 hat den Vortei1 ' dass nian nach einmaliger Strahlenbelastung einer Probe mit der Charakteristik 

ficSe tnT?*" f D U " d i ernen kanD 0hDe Wdtere ^hten. Aucheine Demo Cant h^utS 
lich, die den Datensatz von der einem Speicher tFestolatte RAM c^vn\/r\ iw tv • • • *? Jr.. g 

einem konfokalen Scanmikroskop erheSXtotd^tb^K ' ^ a 

£5 , • i. U ? b ^ kannteI j Pr P ben > wie * B - Pr°ben die eine erhebliche Autofluoreszenz zeieen oder bei Mutanten r sen 

S.k^r^ wat We^t ^ ahn,iChem «** ei " bisSchen von^ maXtati^henNo: 

?ist Softwaremoduls kommt ms Spiel, wenn der AOBS im Aufbau des Scanmikroskops 

!SS SScSf te , H USg ^ Ungen derErfindun S k6nne ° den Unteransprtichen entnommen werden 
^J^^^ BdiBaUaV ^^ SChematiSCh da ^ eSteUl und - d - b -d derFiguren nachfol- 
[™ 9J Fig * 1 eine schematische Darstellung eines Scanmikroskops- 

J0020] Fig. 2 eine schematise Darstellung eines Scanmikroskops, wobei dem Detektor ein SP Modul vorgeschaltet 
!S mt I "*!! matiSCh ! D ^ stellun g des Mikroskops im Zusammenspiel mit der Software und dem Simulator 

as sStss^ss: ar-* eines Teus des u * rinterfa - ober d * d - <* sss 

[0023] Fig. 4b eine schematische Darstellung eines anderen Teils des Interfaces, auf dem dem Benutzer die Resul- 
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tate seiner Einstellungen in visueller Form wiedergegeben werden* und 

[0025] to Fig. 1 ist das Ausffihningsbeispiel eines konfokalen Scanmikroskops 100 schematisch gezeigL Dies soil ie- 

dc.hn.chtalsBeschrankungder^ndungau^ 

auch^t anein konventioneUen Scar^skopreaUsim 

1 kommende Beleuchtungshchtstrahl 3 wild von einem Strahlteiler oder einem geeigneten UmlentoSTzu dnem 
Scanmodul 7 gelextet Bevor der Beleuchtungshchtstrahl 3 auf das Umlerikmittel 5 Sft, passkn™ei„ BeleucT 
tungspinhole6. Das S«mmodul 7 umfasst einen kardanisch aufgehangten Scanspiegel 9, derden BdeSungslich sSl 

^htstrahl3 wjrd bei mcht transparenten Objekten 15 iiber die Objektoberflache gefuhrl Bei biologischen ObS en 15 
O^araten) oder transparenten Objekten kann der Beleuchtungshchtstrahl 3 auch durch das <^l7£ffl£wS£ 
J 9 S . ^ ^ D ^^ b ^ P^te ggf. mit einem geeigneten FaAstoff piapLrt (ichtSs7uL 
da etabherter Stand der Techmk). Dies bedeutet, dass verscbiedene Fokustbenen des Objekts nacheinSSch den 
Beleuchtungslichtstrahl 3 abgetastet werden. Mit den Scanmodul 7 ist ein Positionssensor 11 verbund^n d!r dte Posid 

tenlSb, «Ln ? eDOmmene " Bil f **» bestimn "- nachtragUche Zusammensetzung Posiu^S und dSS 
ten eigibt dann einen zwei- oder dreidimensionalen Frame (bzw Bild) des Obiekts 15 Tier „ nm tt»i„„.v„, , 

fimert einen Deteknonshchtstrahl 17. D.eser gelangt durch die Mikroskopoptik 13, die Scanoptik 12 und Qber dal Scan 
W de 1.^ V^T 6 ' S ' P ^-f rt UDd ^ Uber ein Detektionspinhole 18 auf mindestens dnen DeS 
K t ^ 0t ° multl P^ r lst Es isl Fachmann klar, dass auch andere Detektionskomponenten wTe z B ' 

SI£h 7« eh "de bzw. defimerte Deteknonshchtstrahl 17 ist in Fig. 1 als gestrichehe Linie dargesteUt Im Detek™ 
19 werd^ elektnsche zur Leistung des vom Objekt 15 ausgehenden Lichtes, proportionate De^onssifinlk e™ 
?Q °^ 15 ^ lC ?^ ht nUr einer W ^nlange ausgesandt wird, ist es sinnvoUvor dem nundestens In^ D^ktor 
19 ein Selektionsrmttel 21 fur das von der Probe ausgehende Spektrum einzufugen. Die vom SSSS^iSSS 

ordnet. Das Penphenegerat kann z. B. ein Display sein, auf dem der Benutzer Hinweise zur KnsteTnTdls Sanrni^. 

z. B. auch ein User-Interface dargesteUt, wie es z. B. in Fig. 4 gezeigt ist. Femer ist mit dem Rechnersvstem 23 ein Fin 

[0026] Fig 2 zeigt die Ausffihrungsform eines Scanmikroskops, bei dem vor dem mindestens einen Detektor 19 als 

n,^' ^ Sle , bel ^ Be f chnabun 8 2U K & 2 ™ht noch einmal erwahn t werden miissen. Das SP Moduli? 2) 
nimmt einen kompletten Lambda Scan auf, d. h., dass fur jeden Objektpunkt alle vom Objekt 15 auseehendeTSn 

nutzer bestimmbaren Weise auf dem Display 27 dargesteUt werden. Das Detektionshchtstrahl 17 wird mit einem Prisma 
31 r^mhch spektral aufgespalten. Fine weitere Moglichkeit der spektralen Aufspaltung ist die Ve^wenoung ernes Se- 
xtons-, oder Transnussionsgitters. Der spektral aufgespaltene Lichtfacher 32 wiri mit der FokusSdk 33 fokussiert 
Si? Spiegelblendenanordnung 34, 35. Die SpiegelblendenanoZntTIrdS mS5 

^^^rilTT/^T, ^ f Fokussiero P tik 33 «* «° Detektoren 36 und 37 5d?iS2S 
als i>F-ModuI 20 (oder Muubanddetektor) bezeichneL Wie aus Fie. 4 ersichtlich isL kann mitre] ,W <JniWiki« v a 
™*ung34,35einege^ 

n U TJ C «K er SP - M0dul 20 ^ d6r Auswahl entsprechende VersteUung SSSSl 45 

«wlh^^l7t D - ^ Ted f deS Lichtfachers 32 des DetektionsUchtstrahk 17, SSZi 

Pbotomulupher ausgetuhrt ,st detektiert. Fin anderer TeU des aufgespaltenen Lichtfachers 32 wird ander SpSelble? 
denanordnung 35 reflekuert und gelangt zu Detektor 37, der ebenfalk als PhotomultipUer ausSh^ fsTS esel 
SeSr^T 11 I 5 S ^ dUrCh ^ awlpMfe iU»«ri«ten Richtungen versSJ » dSs 50 
SochdSw^-^t^^ 

jedoch der UbersichUichkeit halber mcht dargesteUt, noch weitere Detektoren einzubauen und weiteren SnieeeEden 
zuzuordnen. In den Detektoren 36, 37 werden elektrische, zur Leistung des vom Objekt 15 aTgeS rSS 
strahls 17 des jeweihgen Spektralbereichs proportionale Detektionssignale erzeugt, die in de^m RMtaersystem^den in 
mmt SffSS"^ "-.f T ?° sitionss ! nsors "fasten* Positions fealen zugeordnet St * *" " 5S 
™ 11 3 1st ^ t ' P"" 21 ? 16116 Aufbau »™ Benutzertraining fiir ein Scanmikroskop 100 wiedergegeben Die- 

etS^T 8 ^ UbtW ' d ^ S6nB6DU ^ rdi6E ^ teUvo ^^ eei ^ 

ein Objekt 15 wahrend der gesamten Lemphase benotigt wird. Mit dem Scanmikroskop 100 ist ein £S5 
sSST a " s « eb i ldet ist - 10 dem s ^eUen interakdven Softwaremodul 102 wird die Ssweise des 

kLS? ^ 2) f Slmuh61 ^ da t heiBt - « werden ^trale Bander aus dem Datensatz separieJ SufSX zu 60 
Kanalen zusammengefasst, mehrfarbig dargesteUu AUe Moglichkeiten der Software eines konfokalen ScSkSops 

Modul 30 WUd ^ P,xel ein voUwertiger spektraler Intensitatsvektor F aufgenommen (siehe Gleichung 1) mit 
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Gleichung 1 



[0028] Dies entspricht einem kompletten spektralen Scan mit dem SP Modul 30 Wohei Hi> «,Vonc a o 



>ii <7 - 7w> 



(Gleichung 2) 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



^^^^^ 



4 



DE 102 06 979 A 1 

65a und 67a sichtbar werden. 

Patentanspriiche 

L V tf a ^,f UmBen ^ tZert f ainin8 ^ ein Scann ^kop (100), gekennzeichnet durch die folgenden Schritte- 
a) Abrufen ernes kompletten spektralen Scans aus einem Speicher des RechnersystemsOa 

ScSS" ^ SPektralen SeIekti ° n ' W ° bei dW B ~ - r Splenen spektnden 

tjSSSSS*^ Selekti ° nSmitteln - SS— wobei das Rechnersystem (23) die optische 
2 Se*or d H D T Uen <f ^ jede " durch den Benutzter f^gelegten Kanal, und 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schritte* 
a) Aufhebmen eines kompletten spektralen Scans eines Objekts (15) und 

/= : ./,= //(A) 35 

UJ 

f vS^^ ktrakn ^"j* ^ SP M0dul (20) ents P richt und ^ M- SP Modul (20) frei versteUbar ist 
berechnet. 

JJJSS" "* A ° !P ™ Ch '' da *™ h «"»»»>'*■»'• *■ — D-fUen "»!,,.,. D^llungs^odi «tal«*> 

Speicher zum Ablegen des kompletten spektralen Scans in dem Speicher des sSSS SfdSST 
*? e ' D , Simulato ™ odu l (104) vorgesehen ist, das <£ BenutiSSSTus^ltSS 
n^em^^ 

llLn« a !!r kr0Sk0P f (10 ° ) J nach AnSprUCh 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Simulatormodul (104) eine Simu 

SSSr *■ ZUSanUne , D ? k dm BeDUtZer aus den verschiedenen auf demTplay S) daL teU-" 
en spektralen Selekdonen etne opttmale Einstellung der Selektionsmittel erzeugt aargesteU- 

12. Scanm.kroskop nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel zum Aufhehmen eines kompletten 
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S ?? P '¥? M (20) .^ebildet ist und das die spektralen Selektionsmittel als Spiegelsdueber (34 351 aUe 
bildet sind mit denen opusch ein Band separierbar ist opicgciacmeoer (m, m) ausge- 
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